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ZASILACZE REAKTOROW PLAZMOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO ZAAWANSOWANYCH
PROCESOW UTLENIANIA (AOPs)

STRESZCZENIE Artykut przedstawia stosowane rodzaje reak-
toréw plazmy nietermicznej oraz przeglad uktadow zasilania reaktorow
w energie elektryczng. Reaktory plazmy nietermicznej sa odbiorni-
kami o szczegdlnych cechach, a wtasciwg ich prace mogq zapewnic
tylko specjalne uktady zasilania elektrycznego. Praca przedstawia wy-
magania stawiane zasilaczom reaktorow plazmowych oraz zagad-
nienia zwigzane z ich projektowaniem.

Stowa kluczowe: plazma, reaktory plazmy nietermicznej, zasilacze
reaktorow plazmowych.

1. WSTEP

Usuwanie zwigzkoéw organicznych, obecnych w zanieczyszczonych wodach
powierzchniowych, stanowi jeden z najistotniejszych probleméw technologicz-
nych w systemach oczyszczania wdd. Szczegdlnej wagi nabiera on wowczas,
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kiedy z wody nalezy usung¢ niskoczasteczkowe, organiczne substancje toksyczne.
Mozna tego dokona¢ w zasadzie tylko metodami zaawansowanego utleniania
chemicznego (Advanced Oxidation Processes — AOPs) [1].

Jedng z takich metod wykorzystywang w technologiach ochrony srodo-
wiska i biotechnologiach jest zastosowanie plazmy niskotemperaturowej, zwanej
rowniez nietermiczng lub ,zimng” [2]. Parametry plazmy nietermicznej (0 matym
natezeniu pradu) i plazmy termicznej (o duzym natezeniu pradu) przedstawia
tabela 1.

TABELA 1
Poréwnanie parametréw plazmy nietermicznej i termicznej [3]

Parametry plazmy

Plazma nietermiczna

Plazma termiczna

Stan rownowagi

Réwnowaga kinetyczna

Roéwnowaga termiczna

Gestos¢ elektronow, ne
(elektrony/m?3)

10%° < n, < 10%

10*' <n, < 10%

Cisnienie, p (Pa) 107" <p<10° 10° <p< 107
leezr;;\)/e):ratura elektrondw, 02<T.<20 10<T, <10
Temperatura gazu, Ty (eV) 0,025<Ty<0,5 Tg=Te
Prad wytadowania, | (A) 1<1<50 50 < | < 10%
Promieniowanie Nieokreslone Réwnowagowe
Stopien jonizacji Nieokreslony Sahy

Plazma jest podstawowym stanem skupienia materii wszechswiata.
Gwiazdy, mgtawice i materia miedzygwiezdna znajdujq sie w stanie plazmowym
i szacuje sie, ze 99,9% jego masy znajduje sie w tym stanie. W warunkach
ziemskich naturalne wystepowanie plazmy jest stosunkowo rzadkie.

Wykorzystanie technologiczne plazmy zostato zapoczatkowane jeszcze
w dziewietnastym wieku przez braci Simens — Wernera i Williama, ktoérzy
zbudowali w 1857 r. pierwszy ozonator [2].

2. STOSOWANE ROZWIAZANIA
REAKTOROW PLAZMY NIETERMICZNEJ

Wszystkie typy urzadzen, wykorzystujgce wytadowania elektryczne
do wytwarzania plazmy, dziatajg na tej samej zasadzie — energia elektryczna
wytadowania jest wykorzystywana do wytworzenia wysokoenergetycznych elek-
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tronéw. Przy cisnieniu atmosferycznym elektrony rzadko kolidujg z czasteczkami
zanieczyszczen, natomiast zderzajac sie z czgsteczkami gazu podstawowego
(zawierajgcego zanieczyszczenia) wytwarzajg rodniki o znacznie diuzszym
przecietnym czasie zycia. Rodniki te reagujg z czgstkami zanieczyszczen
znajdujgcymi sie w gazie podstawowym [4]. W tabeli 2 przedstawiono wybrane
typy reaktorow plazmowych, ich gtbwne zastosowania oraz sposoby ich zasila-
nia w energie elektryczna.

TABELA 2
Reaktory plazmowe i ich zastosowanie [2, 5, 6]

Rodzaj reaktora plazmowego

Zastosowania

Sposob zasilania

Reaktory z wytadowaniami
barierowymi — DBDs

Synteza ozonu, konwersja
metanu

Napiecie przemienne
czestotliwosci sieciowej
i podwyzszonej

Reaktory z upakowaniem
dielektrycznym — bed packed

Rozktad SOx i NOx, konwersja
hydrokarbonow

Napiecie state,
impulsowe oraz
przemienne

Reaktory koronowe

Filtracja pytow, wytwarzanie
ozonu

Napiecie impulsowe,
state

Reaktory
z mikrowytadowaniami —
hollow cathode discharges

Sterylizacja, obrobka
materiatdéw organicznych

Napiecie impulsowe,
wysoka czestotliwo$é

Reaktory z wytadowaniami
powierzchniowymi co-planar

Unieszkodliwianie tlenkéw
azotu, lotnych substanc;ji
organicznych

Napiecie sinusoidalne
podwyzszonej i wysokiej
czestotliwosci

Reaktory tukowe (plazmotrony)

Syntezy chemiczne, topienie
spawanie, obrobka
powierzchniowa

Napiecie state,
jednokierunkowe,
napiecie sinusoidalne
czestotliwosci sieciowej

Reaktory quasi-tukowe (ze
Slizgajacym sie tukiem)

Neutralizacja toksycznych
gazow, unieszkodliwianie SOx
i NOx

Napiecie state,
impulsowe oraz
przemienne

Reaktory mikrofalowe

Usuwanie lotnych substancji
organicznych VOC

Napiecie
o czestotliwosci rzedu
mega i giga hercéw

Niezaleznie od rodzaju wytadowan wykorzystywanych do generacji plazmy,
reaktory plazmy nietermicznej dla zastosowan przemystowych tgczy wiele cech
wspodlnych. Sg to na ogét urzagdzenia o duzej mocy, wymagajgce zasilania ener-
gig elektryczng o wysokim napieciu od kilku do kilkunastu kilowoltow i czes-
totliwosci sieciowej lub podwyzszonej. Uktady zasilania reaktoréw plazmowych,
stanowigce zawsze nieodtgczng czesc¢ systemu generacji plazmy, aby spetni¢
wymagania tych bardzo nietypowych odbiornikdw energii elektrycznej wyma-
gaja specjalnych metod projektowania i konstrukcji.
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Reaktory plazmowe, w ktorych plazma wytwarzana jest za pomoca wyta-
dowan elektrycznych w gazie sg urzadzeniami technologicznymi, bowiem plazmy
nie mozna przechowywacé ani transportowac i musimy jg wytwarza¢ w miejscu,
gdzie jest wykorzystywana w procesie technologicznym [2].

2.1. Reaktory z wytadowaniami
barierowymi — ozonatory

Terminu ozonator uzywa sie zarowno do okreslenia urzadzenia do wytwa-
rzania ozonu, jak rowniez do elementu wyladowczego, w ktérym w wytadowa-
niach dielektrycznych odbywa sie witasciwy proces syntezy ozonu. Ozonator
jako urzadzenie do produkcji ozonu, to zespdt kilku elementdw, takich jak: zasi-
lacz, elementy wytadowcze, uktady przygotowania i dostarczania powietrza badz
tlenu, uktady zabezpieczen [2].

Wytadowania barierowe powstajg w uwarstwionym ukfadzie dielektrycznym
pod wptywem przytlozonego napiecia zmiennego, najczesciej sinusoidalnego,
ktérego podstawowg konstrukcje przedstawiono na rysunku 1.

Elektroda

Dieleltrvic

<= <

Rys. 1. Schemat ozonatora [2]

2.2. Reaktory ze slizgajacym sie
tukiem elektrycznym

Slizgajace sie wytadowanie fukowe, jako zrédio nietermicznej plazmy
generowanej przy cisnieniu atmosferycznym, zostato zaproponowane przez
Albina Czernichowskiego i zespét z Laboratorium Fizyki Plazmy Uniwersytetu
w Orleanie, we Francji w 1990 r. Jego gtéwng cechg jest mozliwos¢ generacji
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nietermicznej plazmy bezposrednio w zanieczyszczonym gazie, przy cisnieniu
atmosferycznym i w warunkach, w jakich gazy wylotowe sg emitowane do atmos-
fery, bez koniecznosci ich wstepnej obrébki [2, 7].

Plazme $lizgajgcego sie wytadowania tukowego, podobnie jak innych
wytadowan tukowych, mozna generowacé przy napieciu statym, przemiennym
i impulsowym. Stosowane w przemysle plazmotrony ze slizgajagcym sie wytado-
waniem fukowym sg budowane jako dwu-, trzy- i wieloelektrodowe i czesto
posiadajg dodatkowg elektrode zaptonowg [2, 8].

Najprostszy konstrukcyjnie jest dwuelektrodowy reaktor plazmowy ze $liz-
gajacym sie tukiem, ktdrego geometrie przedstawiono na rysunku 2.
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Uktad zasilania
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Elektroda zaptonowa
Doplyw gazu poddawanego

obrobee plazmowej

Rys. 2. Schemat ideowy reaktora dwuelektrodowego [2]

3. PRZEGLAD UKLADOW ZASILANIA
W ENERGIE ELEKTRYCZNA
REAKTOROW PLAZMY NIETERMICZNEJ

Reaktory plazmy nietermicznej sg odbiornikami o szczegdlnych cechach
i odpowiednig ich prace moga zapewnic tylko specjalne uktady zasilania elek-
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trycznego, charakteryzujace sie odpowiednimi wiasciwosciami. Wszystkie ukfady
zasilania powinny zapewni¢ optymalng prace reaktorow oraz dobrze wspot-
pracowac z siecig zasilajaca, nie obniza¢ jakosci energii elektrycznej dla innych
odbiornikdw przytgczonych do sieci, tj. nie odksztatcaC napiecia i nie wprowa-
dzac jego wahan i asymetrii. Ze wzgledu na nieliniowos¢ charakterystyk reak-
toréw plazmowych, trudno jest pogodzi¢ ich optymalng prace z poprawng wspoét-
praca z siecig zasilajgcg. Koniecznos¢ kompromisu tych przeciwstawnych wy-
magan prowadzi do réznorodnych rozwigzan, czesto bardzo ztozonych uktaddw,
a przez to mniej sprawnych i bardziej zawodnych [2].

3.1. Zintegrowany uktfad zasilania

Reaktory plazmowe ze slizgajagcym sie wytadowaniem tukowym, majg
wzgledem uktadu zasilania inne wymagania niz reaktory z innymi rodzajami
wytadowan elektrycznych. Zapton wytadowania jest realizowany przy napieciu
kilkunastu kilowoltow (w zaleznosci od odstepu elektrod roboczych), natomiast
napiecie ptongcego wytadowania ma wartos¢ kilka do kilkunastu razy mniejszg
i wynosi kilkaset woltéw. Ta dysproporcja napie¢ zaptonu i stabilnej pracy oraz
silna nieliniowos¢ konduktancji wytadowania stwarza trudne zadanie dla uktadu
zasilajacego, ktory musi posiada¢ wiasciwosci zaréwno wysokonapieciowego
uktadu zaptonowego, jak i uktadu nadgzajgcego za szybkimi zmianami czaso-
wymi nieliniowej charakterystyki prgdowo-napieciowej slizgajacego sie wytado-
wania fukowego [2, 4].

W uktadach laboratoryjnych, instalacjach pilotujgcych i uktadach prze-
mystowych stosowane sg systemy zasilania, w ktorych gtownym elementem
jest transformator. W najprostszym rozwigzaniu jest to klasyczny transformator
energetyczny, a wowczas, wymuszony charakterystykg reaktora, spadek napiecia
po zaptonie musi by¢ kompensowany dodatkowymi dtawikami, ktore nalezy
wilaczyC w szereg z kazdg parg elektrod reaktora. Jednoczes$nie dtawiki ograni-
czajq prad elektrod. Zamiast ditawikéw mozna takze stosowac transformatory
o powiekszonej reaktancji wewnetrzne;.

Zjawisko nieliniowosci charakterystyki magnesowania jest nieodtgczng
cechg obwodow z rdzeniem magnetycznym i w klasycznych transformatorach
energetycznych staramy sie minimalizowa¢ jego wptyw na charakterystyki
transformatora. W uktadzie zintegrowanym wykorzystano wyzsze harmoniczne
napie¢ indukowanych w rdzeniach transformatoréw roboczych do zaptonu wyta-
dowania [2, 9]. Przyktadowe rozwigzanie ukfadu zintegrowanego prezentuje
rysunek 3.

W podstawowym rozwigzaniu uktadu zintegrowanego trzy jednofazowe
transformatory robocze, o obwodach magnetycznych zapewniajgcych swobodne
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drogi powrotne dla wyzszych harmonicznych strumienia magnetycznego, sg zasi-
lane z symetrycznej sieci trojfazowe;.

L1
i% 400V | 50H=z
N
Trl Tr2 Tr3 Tr4d
OV L VUV VUV VUV,
_(W\_l pm_l pmlm m\_l
ER1 ER2 ER3 EZ1
1.5kV|50Hz 10kV|150Hz
1
Reaktor plazmowy

Rys. 3. Zintegrowany uklad zasilania reaktora plazmowego
ze slizgajacym sie wytadowaniem tukowym [2]

Zaréwno uzwojenia pierwotne jak i wtérne transformatoréw sg potgczone
w gwiazde, przy czym zaciski uzwojen wtdrnych sg dotgczone do elektrod reak-
tora plazmowego. Czwarty transformator, zwany zaptonowym, jest wtgczony
na napiecie Uyyi, jakie indukuje sie pomiedzy punktem neutralnym N tréjfa-
zowej sieci zasilajacej i punktem gwiazdowym N; uzwojen pierwotnych transfor-
matoréw roboczych. Napiecie na wyjsciu transformatora zaptonowego ma war-
tos¢ wystarczajgcg do zjonizowania przestrzeni miedzyelektrodowej, umozli-
wiajgc zapton wytadowania miedzy elektrodami gtéwnymi reaktora. Po zaptonie
wytadowanie jest przejmowane i podtrzymywane przez transformatory robocze,
ktére sg zaprojektowane i zbudowane na napiecie kilkanascie razy nizsze
od napiecia zaptonu. Trzy razy wieksza czestotliwos¢ napiecia zaptonowego,
w stosunku do napiecia pracy, poprawia skutecznosé zaptonu i skraca przerwy
bezpradowe. lIstotng cechg ukfadu zintegrowanego jest mozliwos¢ ksztatto-
wania i dopasowania jego charakterystyki zewnetrznej do potrzeb reaktora plaz-
mowego [2, 10].
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3.2. Transformator pieciokolumnowy
w uktadzie zasilania reaktorow tukowych

Do zasilania tukowych reaktoréw plazmowych réznych typéw, a w szcze-
golnosci wieloelektrodowych reaktorow plazmy Slizgajacego sie tuku elektrycznego
z wydzielonymi uktadami zaptonowymi, mogg by¢ stosowane transformatory
o rdzeniach pieciokolumnowych [2, 8]. Podobnie jak uktad zintegrowany, trans-
formator pieciokolumnowy musi realizowa¢ podstawowe funkcje zasilacza,
do ktorych naleza:

e wstepna jonizacja i zapton wytadowania miedzy elektrodami roboczymi
reaktora plazmowego,

¢ podtrzymanie wytadowania elektrycznego miedzy elektrodami roboczymi,

e zapewnienie cyklicznej pracy reaktora plazmowego,

e ograniczenie wartosci pragdu zwarcia.

Réznice, jakie wystepujg miedzy
ukltadem zintegrowanym a ukfadem
50Hz | 380V z transformatorem pieciokolumnowym
dotyczg sposobu realizacji wymienionych
funkcji. W uktadach zintegrowanych
funkcje zwigzane z podtrzymaniem wyta-
dowania oraz ograniczeniem pradu petnig
odpowiednio zaprojektowane transfor-
matory jednofazowe o swobodnych dro-
gach powrotnych dla strumienia mag-
netycznego. Natomiast wstepna jonizacja
i przebicie przestrzeni miedzyelektro-
dowych realizowane sg badz przez do-
datkowy, odpowiednio wigczony trans-
formator zaptonowy, badz przez uktad
Rys. 4. Pigciokolumnowy transformator jako  €l€ktroniczny. W transformatorze pigcio-
zrédto zasilania plazmotronu fukowego [11] kolumnowym z uzwojonymi jarzmami

(kolumnami zewnetrznymi) wszystkie
wymienione zadania sg realizowane w jednym urzadzeniu.

Analizujgc uktad zasilania z rdzeniem pieciokolumnowym (rys. 4) mozna
w nim wyrézni¢ dwa obwody wtérne:

e obwdd zasilajacy elektrody robocze reaktora plazmowego,
e obwdd zaptonu wytadowania,
ktore pracujg w zasadzie niezaleznie.

Moc do reaktora plazmowego dostarczana jest przez obwdd uzwojen

wtornych, umieszczonych na wewnetrznych kolumnach fazowych, ktory zasila

L1 Lz L3

4

10V
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elektrody robocze reaktora plazmowego napieciem o wartosci wymaganej dla
prowadzonego procesu plazmowego [2].

3.3. Magnetyczne mnozniki
czestotliwosci

Wydajno$¢ generatora ozonu zalezy od elekirycznych parametrow uktadu
zasilajacego takich jak: wartos¢ napiecia, jego czestotliwosc i ksztatt. Podwyz-
szenie czestotliwosci napiecia zasilajgcego jest jednym ze sposobdw zwieksze-
nia wydajnosci reaktora z wytadowaniami barierowymi, jednak koniecznosc
wyposazenia uktadu w dodatkowe uktady przeksztatcania czestotliwosci, zwieksza
sumaryczne straty mocy w systemie i czyni proces generacji ozonu mnigj
sprawnym, niz przy czestotliwo$ci sieciowej [2, 12].

W ukfadach zasilania reaktorow plazmowych z wytadowaniami bariero-
wymi, wykorzystuje sie transformatory pracujgce w zakresie nieliniowosci ich
charakterystyki magnesowania w konfiguracji mnoznikowej, w ktorej czestotli-
wos¢ robocza jest krotnoscig czestotliwosci podstawowej. Podwyzszenie czes-
totliwosci wynika z uktadu potagczen transformatoréw jednofazowych, o rdzeniach
zapewniajgcych swobodne drogi powrotne dla wyzszych harmonicznych stru-
mienia magnetycznego [2, 13].

Jednakze zjawiska, bedgce podstawg dziatania mnoznika magnetycznego
sg inne niz w transformatorze. Przy sinusoidalnym napieciu zasilajgcym, z uwagi
na nieliniowos$¢ charakterystyki magnesowania, koniecznos¢ pracy w zakresie
bliskim nasycenia (kolano charakterystyki magnesowania B = f(H)) oraz brak
przewodu neutralnego, prad magnesujacy jest odksztatcony i nie zawiera har-
monicznych o kolejnosci zerowej (dla m = 3, sg to harmoniczne rzedu km, gdzie
k=1, 3,5, 7...). Natomiast strumienie magnetyczne w rdzeniach faz mnoznika,
zawierajg harmoniczne kolejnosci zerowej. W jednofazowych rdzeniach mnoznika,
o zamknietych drogach dla strumienia, harmoniczne te mogq osigga¢ znaczne
wartosci [2].

Rys. 5. Mnoznik magnetyczny jako zasilacz reaktora
z wyladowaniami barierowymi [2]
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Na rysunku 5 przedstawiono zasilacz ozonatora z magnetycznym mnoz-
nikiem czestotliwosci, w ktérym regulacja napiecia wyjsciowego odbywa sie
za pomocg zmiany impedancji Zn wigczonej w przewod neutralny mnoznika.

W praktyce przemystowej wykorzystywane sg mnozniki magnetyczne
o krotnosciach powielania czestotliwosci rownych m = 3 (potrajacze), m = 5
(pieciokrotniki) i m = 9 (dziewieciokrotniki) [2, 13].

3.4. Uktady przeksztattnikowe

Zastosowanie statycznych potprzewodnikowych przetwornic napiecia
i czestotliwosci, do zasilania reaktorow plazmowych, jest coraz bardziej powszechne
i obiecujace, ze wzgledu na olbrzymi i wcigz dokonujacy sie postep w dziedzinie
technologii pétprzewodnikowych, zwtaszcza duzych mocy.
Do zasilania tukowych reaktorow plazmowych stosuje sie dwie podsta-
wowe konstrukcje [2, 14]:
e z mostkiem sterowanym po stronie wtérnej transformatora dopasowu-
jacego (rys. 6a)
e ze sterownikiem prgdu przemiennego po stronie pierwotnej transfor-
matora dopasowujgcego (rys. 6b).

Inne rozwigzania potprzewodnikowych uktadow zasilania urzadzen tuko-
wych sg modyfikacjami wyzej wymienionych konstrukciji.

a)
Tr P1
L1 o || ﬂ]
L 1=
= S
b)
P1 Tr P2

S :;% _ i
B ~ N

o

Rys. 6. Podstawowe konstrukcje poétprzewodnikowych uktadoéw zasilania reaktoréw plazmy
tukowej: a) uktad z mostkiem sterowanym po stronie wtdrnej transformatora, b) uktad ze sterowni-
kiem pradu przemiennego po stronie pierwotnej transformatora [2]
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3.5. Uktady rezonansowe

Rezonansowym (parame-
trycznym) zrédtem pradu przyjeto
nazywacC statyczny przetwornik,
skfadajacy sie z nieregulowanych
elementéw biernych potgczonych
w sposob pokazany na rysunku 7.
Zasilacze rezonansowe zostaty
opracowane w bytym ZSRR. Pro-
wadzone tam badania pozwolity

wdrozy¢ do przemystu szereg ukta-
déw tego typu o mocach do kilku-
nastu MW. Zasada dziatania takich

uktadoéw oparta jest na wykorzys- B

taniu ZJaW'Sk? rezgnansu w obwo- Rys. 7. Schemat zasilacza z transformatorem
dach pradu sinusoidalnego [14]. i wyjéciem jednofazowym [14]

3.6. Uktady impulsowe

Podstawowym zadaniem systemow wykorzystujacych energie impulsowg
jest zamiana sygnatu o niewielkiej mocy i dtugim czasie trwania na sygnat
wyjsciowy duzej mocy i bardzo matej dtugosci. Rysunek 8 przedstawia dwa
rodzaje impulsow: wejsciowy i po przetworzeniu (duzej mocy).

a) b)

Pi Pi

1GW
1 kW ﬁ 7 ?/ F F

— ls -+ —w 1 us +—

Rys. 8. Przyktad kompresji impulsu:
a) impuls wejsciowy, b) impuls wyjsciowy [15]
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Impuls 0 mocy 1 kW i czasie trwania 1 s zostat skompresowany w sygnat
o parametrach 1 GW i czasie trwania 1 ys. W warunkach idealnych, gdy nie
wystepujq straty, energia wejsciowa i wyjsciowa sg sobie réwne.

Gtéwne parametry generatorow impulsowych to: napiecie wyjsciowe,
czas narastania impulsu, czas opadania, czestotliwos¢, czas trwania impulsu.
Generatory takie roznig sie zastosowanym obwodem magazynowania energii
i przetagcznikami. Mozna je podzieli¢ ze wzgledu na sposdb magazynowania
energii na dwa zasadnicze rodzaje: pojemnosciowy i indukcyjny.

Dla napie¢ powyzej 100 kV powszechnie stosowane sg generatory Marxa.
Uktad ten jest rodzajem mnoznika napiecia wynalezionym przez Marxa w 1923 roku.
Zasada dziatania jest nastepujgca: kondensatory potgczone rownolegle tado-
wane sg przez zrédto o napieciu U.. Po zamknieciu przetacznikow nastepuije
pomnozenie wartosci napiecia wejsciowego przez ilos¢ kondensatorow [15]. Sche-
mat generatora Marxa zostat przedstawiony na rysunku 9.

1

R Z
[ 1 {
T
— X C
I | |

Rys. 9. Schemat generatora Marxa [15]

4. PODSUMOWANIE

W artykule zaprezentowano konstrukcje reaktorow plazmy nietermicznej
wykorzystywanych w zaawansowanych procesach utleniania (Advanced Oxidation
Processes — AOPs) oraz ukfady ich zasilania. Zasilanie uktadow wytadowczych,
ze wzgledu na ich nieliniowy charakter oraz wtasciwosci zalezne od konkretnej
konstrukcji reaktora, czesto wymaga indywidualnego doboru zrédta zasilajgcego
do konkretnej aplikacji. Do podstawowych parametrow projektowych nalezg: rodzaj
napiecia zasilajgcego i jego wartos¢, czestotliwos¢, zaktadana moc. Stopien
trudnosci podczas projektowania rozwigzan ukfadowych podnoszg znaczne war-
tosci wymaganych napiec zasilania.
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ELECTRICAL SUPPLY
FOR PLASMA REACTORS USED IN AOPs

Radostaw SAMON, Joanna PAWLAT

ABSTRACT Presented paper discusses types of non-thermal
plasma reactors and their supply systems. Non-thermal plasma reactors
are energy receivers of special properties therefore electrical supply
systems should meet many requirements. Above requirements and
plasmatron’s design aspects are presented.

Mgr inz. Radostaw SAMON — w 2007 r. ukonczyt studia na
Politechnice Lubelskiej, gdzie w 2008 r. rozpoczat studia doktoranckie.

Dr inz. Joanna PAWLAT jest absolwentkg Politechniki Lubelskiej
i Saga University w Japonii. Pracowata w Waseda University (2004-2010),
Hi-Tech Center przy Chuo University w Japonii (2001-2002). W latach
2002-2004 byta stypendystka JSPS na Universytecie Saga przy wspot-
pracy z Toyohashi Technical University w Japonii. Obecnie jest adiunktem
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Jej zainte-
resowania zawodowe obejmujg wykorzystanie technologii plazmowych
dla potrzeb ochrony srodowiska, zrodta energii odnawialnych, czujniki Swiatto-
wodowe oraz mikro- i nanotechnologie.




